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The filter comprises a multiple layer system with high and 
low-refracting layers. The refractive indices of the layers are higher 
than the effective indices of the controlled modes in the waveguides, 
and the layers embrace a short section of the optical fibre forming the 
waveguide. The filter may be a polarisation or spectrally selective 
filter or a fully or partially reflecting reflector. The layer system 
is pref. surrounded by an absorbent material with a light-scattering 
surface. The layers are pref. applied to the optical fibre by vapour 
deposition as the latter is rotated. 
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Filter 2ur Beeinflussung einer in einer Lichtleitf aser ge- 
fiihrten Lichtwelle land Verfahren zur Herstellung dieses Filters 



Die Erfindung betrifft ein Filter zur Beeinflussung einer . in 
einer Lichtleitf aser gefiihrten Lichtwelle. 

Lichtleitf asern dienen der optischen Nachrichtenubertragung. 
In vieleh Fallen miissen die in die sen gefiihrten Lichtwellen 
einer Polarisation- oder einer frequenzselektiven Filterung 
unterzogen werden. Dies geschieht ublicherwefise vor dem 
Einspeisen der Lichtwellen in die Lichtleitf aser oder auch 
am Ende des, Ubertragungsweges nach dem Auskoppeln der Licht- 
wellen aus der Lichtleitf aser, 

Aus Platzersparnisgriinden kann es jedoch wiinschenswert sein, 
eine Lichtwelle ohne ihre Auskopplung aus einer Endflache der 
Lichtleitf aser zu beeinflus sen. 

«•••• 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Polarisations- oder frequenz- 
selektives Filter oder einen Reflektor zur Beeinflussung einer 
Lichtwelle in einer nicht unterbrochenen Lichtleitf aser zu 
schaff en, 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB gelost durch ein Vielf ach- 
schichtsystem mit hoeh- und niedrigbrecheiiden Schichten, deren 
Brechungsindices hoher sind als die effektiven Brechungs-. 
indices der zu beeinflussenden Moden in der Faser und das 
die Lichtleitfaser auf einer kurzen Strecke umgibt* 
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Am Ort des Vielf achschichtsystems urn die Lichtleitf aser 
entsteht in Folge dieser Brechungsindexdifferenz eine Leck- 
" wellenstruktur, welche bewirkt, daB das in der Lichtleit- 
faser gefuhrte Licht in das Vielfachschichtsystem Uberge- 
koppelt wird. In der Vielfachschicht wird durch Interferenz 
je nach Dimensionierung der einzelnen Schichten eine frequenz- 
selektive Filterung, Reflexion oder eine Polarisationsfilterung 
erreicht, wenn sie einen Aufbau wie das in der Of f enlegungs- 
schrift 2 252 826 beschriebenen Dunnschichtf ilter aufweist. 
Der spezielle Aufbau des Filters mit der Anzahl der hoch- 
und niedrigbrechenden Schichten, der en Brechungsindices wie 
die Auftreffwinkel der Lichtwellen auf die an die Wellen- 
le iter schicht angrenzende Schicht des Vielf achschihtsystems 
ist den dort genannten Beziehungen zu entnehmen* 

Der erwiinschte Lichtwellenanteil wird aus dem Vielfachschicht- 
system in die Lichtleitf aser wieder zuruckgekoppelt und hier 
weitergefuhrt. Der unerwunschte Strahlungsanteil gelangt vor- 
teilhafterweise in einen Mantel aus hochabsorbierendem Material, 
welcher um das Vielfachschichtsystem herum angeordnet ist und 
an seiner AuBenflache mattiert ist. Durch die Mattierung wird 
eine Streuwirkung erreicht, welche verhindert, daB auch ge- 
ringe uneiviihschte Strahlenanteile durch das Vielfachschicht- 
system in die Lichtleitfaser zuriick gelangen. 

Dieses Filter zur Beeinflussung der in der Lichtleitfaser 
gefuhrten Lichtwellen wird insbesondere dadurch hergestellt, 
daB die Lichtleitfaser in einer Aufdampfanlage mit den 
hoch- und niedrigbrechenden Materialien des Vielf achschicht- 
systems wahrend der Rotation der Lichtleitfaser um ihre Achse 
bedanrpft wird, welche senkrecht zur Verbindungsgeraden mit 
der Auf dsunpf que lie angeordnet ist. 

Die Erf indung wird in der Figurenbeschreibung an Hand eines 
Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. 
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In der Figur ist im Querschnitt eine Lichtleitfaser 1, ins- 
.besondere eine Glasfaser dargestellt, welche von einem Viel- 



schichtsystems in dieses eingekoppelt. Je nach dem Aufbau 
des Vielfachschichtsystems werden einzelne Wellenanteile 
des Lichtes nach Reflexionen an den einzelnen Grenzbereichen 
des Vielfachschichtsystems durch Interferenz beeinfluflt 
und in die Lichtleitfaser 1 zuruckgekoppelt, wo sie weiter- 
gefiihrt werden. Die unerwiinschten Wellenanteile werden aus 
dem Vielfachschichtsystem heraus abgestrahlt und gelangen 
dort in ein absorbierendes Material 4, welches urn die Licht- 
leitfaser mantelf ormig angeordnet ist. Die Auflenflache dieses 
Materials ist mattiert, so daB die unerwttnschten Wellenanteile 
nicht in die Lichtleitfaser zuriickgelangen konnen* 

7 Patentanspriiche 
1 Figur 



fachschicht system. 2 umgeben ist. Die in der Lichtleitfaser 
herangefiihrten Lichtwellen werden im Bereich des Vielfach- 
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Patentansprtiche 



Q . Filter zur Beeinflussung einer in einer Lichtleitfaser 
gefiihrten Lichtwelie, gekennzeichnet 
durch ein Vielf achschichtsystem mit hoch- und niedrig- 
brechenden Schichten, deren Brechungsindices hoher sind 
als die ef fektiven Brechungsindices der zu beeinflussenden 
Moden in der Lichtleitfaser und das die Lichtleitfaser 
auf einer. kurzen Strecke umgibt. 

2. Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net , daQ es als Polarisationsf ilter wirkt* 

3. Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net , dafi es als spektralselektiVes Filter v/irkt. 

4. Filter nach Anspruch 1, dadurch" gekennzeich - 
net , dafi es als Reflektor (vollstandig oder teilweise) 
wirkt. 

5. Filter nach den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet f dafi das Vielf achschichtsystem von einem 
absorbierendem Material umgeben ist. 

6. Filter nach den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet , da3 die Oberflache des umgebenden 
Materials streut* 

7. Verfahren zur Herstellung des Filters nach den Anspriichen 

1 bis 6, dadurch gekennzeichnet , dafi die 
Lichtleitfaser in einer Aufdampfanlage mit den hoch- und 
niedrigbrechenden Materi alien des Vielf achschicht systems 
vahrend einer Rotation der Lichtleitfaser um ihre Achse be- 
dampft wird, welche senkrecht zur Verbindunggeraden mit der 
Aufdampfquelle angeordnet ist. 
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